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Цель изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний о свойствах, методах получения и изме-

рения вакуума, свойствах низкотемпературной газоразрядной плазмы и особен-

ностях применения вакуум-плазменных технологий в производстве приборов и 

устройств микро- и наносистемной техники. 

Задачи изучения дисциплины: 

знание свойств разреженной газовой среды и методов получения  и измерения 

вакуума; 

знание методов получения тонких металлических пленок и диэлектриче-

ских слоев в производстве изделий микро- и наносистемной техники; 

приобретение навыков работы с вакуумным технологическим оборудова-

нием. 

Перечень формируемых компетенций: 

ПКВ-2 — Готовность к применению современных технологических процессов 

и технологического оборудования в производстве приборов и устройств микро- 

и наноэлектроники. 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ:  5 

Форма итогового контроля по дисциплине:  экзамен 

 


